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Abstract (en)
The pump impeller comprises impeller blades(3) extending radially from the hub towards the periphery, and installed on a front shroud on the inlet
side and/or rear shroud on the pump casing side. The impeller is constructed semi-shrouded, and manufactured as an injection moulded part with
a cast-in ceramic support bearing ring(2). The shrouds overlap the impeller blades on the front and rear sides only partially, with the front shroud(5)
being in ring form, and the rear shroud(6) as a closed disc with an external diameter the same or smaller than the internal diameter of the front
shroud.

Abstract (de)
Die Erfindung betrifft ein Pumpenlaufrad (1) fur eine Kreiselpumpe, insbesondere fur eine in Geschirrspllmaschinen oder Waschmaschinen
einsetzbare Umwalzpumpe, welches in einem mit Ansaug- und Druckstutzen versehenen Pumpengeh&use gegengelagert umlauft und mit
mehreren Laufschaufeln (3) sowie mit einem Gegenlagerring (2) einer Gleitringdichtung ausgebildet ist. Die Laufschaufeln (3) erstrecken sich
dabei radial von der Radnabe (4) zum Radumfang des Pumpenlaufrades (1) und sind an einer anstrdmseitigen vorderen Laufschaufelabdeckung
(5) und/oder an einer pumpengehéauseseitigen hinteren Laufschaufelabdeckung (6) angeordnet. Erfindungsgeman ist das Laufrad (1) mit den
Laufschaufelabdeckungen (5, 6) halboffen gestaltet ausgebildet, wobei die Laufschaufelabdeckungen (5, 6) die Laufschaufeln (3) vorder- sowie
rickseitig nur teilweise Uberdecken. Vorteilhaft ist das Laufrad (1) als Spritzgussteil einteilig mit ggf. eingegossenem Keramik-Gegenlagerring (2)
gefertigt. Ein so ausgebildetes Pumpenlaufrad ist werkzeugtechnisch einfach sowie kostengiinstig herzustellen und zeichnet sich durch eine stabile
Pumpenleistung auch bei axialen Lagetoleranzen aus, wobei stérende Laufgerdusche und Entliftungsprobleme beseitigt sind. <IMAGE>
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